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デバイス応用を指向したダイヤモンド単結晶の作製において、化学気相堆積法(CVD)は必要不

可欠な技術である。CVDダイヤモンドには、高温高圧合成ダイヤモンドにはない特徴的な異常成

長粒子や結晶欠陥、不純物混入等の現象があり、デバイス応用の致命的な問題となっている。こ

れらの一部は、種基板から成長方向に伝搬する貫通転位に起因する[1]。また、不特定の場所に出

現するものは、成長表面に付着した固体粒子(ダイヤモンド微結晶等)に起因すると考えられる[1]。

固体粒子の気相核生成は残留物調査から間接的に検証されているが[2]、気相中での直接的な観察

による確認はされておらず、合成結晶品質との相関も不透明である。そこで本研究では、レーザ

ー光散乱測定によって、ダイヤモンド CVD環境における気相中粒子の直接的観察に取り組んだ。 

 レーザー光散乱測定はマイクロ波プラズマチャン

バー(AX6500X, コーンズテクノロジー)を用いて行っ

た。各種プロセス条件において、チャンバー横窓から

波長 532 nmのパルスレーザー(パルス幅:2.1 ns)をプラ

ズマ中心部に入射し、レーザー光と 72°の角度を持

つ横窓から CMOS 又は ICCD カメラによって観察し

た。その際、レーザーon/offのシグナルの差分を取る

ことでプラズマ発光を除去し、散乱光を抽出した。 

 Fig. 1に示す様に、一部条件ではレーザー光路上に

散乱光が確認され、気相中での固体粒子の存在が確認

された。雰囲気メタンとアルゴンの分圧が増大するに

つれて、散乱光強度が増大する傾向が見られた。当日

は、プロセス条件(ガス組成、投入パワー、圧力等)や

プラズマパラメータ(ガス温度等)と散乱光強度の相関

と同時に、散乱光強度と合成ダイヤモンド膜の品質と

の関係についても報告する予定である。 
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Fig. 1. Raw image taken by CMOS camera 

and differential image with laser on/off. 

Pressure and input power are 120 torr and 

3000 W, respectively. H2 : CH4 : Ar ratio in 

source gas mixture is 20 : 3 : 20. 
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